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１．概要（Summary） 
小型変位センサに関する研究開発を行っている[1]。

センサチップのサイズは 3.0mm×3.0mm，厚さ

0.7mm と小さく、体積が既製品の約 1/1000 となって

いる。加えて構造が簡単であり VCSEL(面発光レーザ

ー)、PD(フォトダイオード) 、ガラスカバーから構成

されている。我々はこの変位センサの作製を行い、特

性の評価を行った。 
２．実験（Experimental） 

Fig.1 に作製した小型変位センサのマスク設計図を

示す。このセンサには光検出用の PD、各 PD の信号

増幅回路、温度センサが組み込まれている。センサの

作製にあたり共同研究開発センターのレーザービー

ム描画装置、ドラフトチャンバー、超純水製造装置、

酸化炉、拡散炉、コータディベロッパ、ステッパ、イ

オン注入装置、プラズマ CVD 装置、リアクティブイ

オンエッチャー、スパッタ装置を使用した。 
本センサの測定対象は外部に設置したミラーであ

る。Fig.2 に測定原理を示す。VCSEL から照射したレ

ーザーが外部のミラーで反射し、センサ表面の PD に

入射する。外部ミラーが直線移動、回転することによ

り各 PD に入射する光量が変化し、その変化から外部

ミラーの変位を測定する原理となっている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 に作製した小型変位センサを示す。今後は作

製したセンサの評価・応用に関して研究を行う。 
４．その他・特記事項（Others） 
共同研究開発センター安藤秀幸様のご協力のもと、

本研究は行われた。 
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Fig.1 Circuit Layout 
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Fig.2 Measurement principle 

 
Fig.3 Micro Displacement Sensor


